
〒535-8585 大阪市旭区大宮 5-16-1 TEL︓06-6954-4140 FAX︓06-6954-4066 E-mail︓OIT.Kenkyu@josho.ac.jp
大阪工業大学 研究支援 ・社会連携センター

⾚外線機能材料の研究および物性評価
和田 英男（わだ ひでお）
工学部 ナノ材料・マイクロデバイス研究センター 教授

⽤途・応⽤分野︓サーモクロミック材料、⾚外線機能材料、
ボロメータ素子、光メモリデバイス、
光スイッチング素子

■研究概要
PLD法またはMOD法を⽤いて、二酸化バナジウム薄膜の低温成膜化を実現し、

減圧酸素雰囲気成⻑における組成制御および不純物添加を⾏い、相転移温度の
低温化および相転移緩和を利⽤した、各種デバイスへの応⽤を研究しています。

■研究の特徴
①相転移温度の低温化

スマートウィンドウ、⾚外線遮蔽・蓄熱材料への応⽤
②相転移現象の緩和

⾼感度⾚外線ボロメータ材料への応⽤
③二酸化バナジウム薄膜の酸素欠乏効果の解明

キーワード︓⾚外線、サーモクロミック、相転移

target

lens

Excitation laser

substrate

holder / heater

scan

gas inlet

substrate

20 30 40 50 60 70 80
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

温度　 (°C)

比
抵

抗
　

 (
o
h
m

 c
m

)

10 mTorr

15 mTorr

30 mTorr
20 mTorr

5 mTorr

25 mTorr

サファイヤ基板上のＶＯ2ＰＬＤ法によるＶＯ2 成膜


